
(57)【要約】　　　　（修正有）

【課題】　繊維強化プラスチック、塗膜等の原料である

液体状の樹脂や塗料の中に市販のひずみゲージを入れる

と、ひずみゲージが湾曲する。また、これらの硬化過程

では成形物が比較的軟らかいためゲージの感度が低下し

て測定が困難である。

【解決手段】　ひずみゲージのベース２を大きくし、ゲ

ージ感度の低下を防ぐとともに、ベースの周囲に図に示

すような湾曲した形状のコルゲート３を設けて、ひずみ

ゲージが湾曲することなく厚さの任意の位置に埋め込め

るようにした。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】　硬化過程及び硬化後の内部ひずみを厚さ

の任意の位置で直接求めることができるコルゲート付き

ひずみゲージ。

【発明の詳細な説明】

【０００１】流動状又は液体状の物質は硬化する過程に

おいて収縮する。その過程で発生する内部ひずみを計測

するため、ひずみゲージのベース を大きくするととも

に、ベースの周囲にコルゲート を設け、ひずみゲージ

の湾曲を防ぎ、埋め込み深さをコルゲート溝の高さを変

えることにより、厚さの任意の位置で硬化過程の内部ひ

ずみを精度良く定量的に計測できることを特徴とするひ

ずみゲージである。

【０００２】

【産業上の利用分野】ＦＲＰ、コンクリート、塗膜の硬

化過程におけるひずみの発生挙動の把握及びひび割れの

原因究明に役だつ。

【０００３】

【従来の技術】流動状又は液体状の物質の中にひずみゲ

ージを入れると、ひずみゲージが湾曲し、硬化過程での

内部ひずみの計測は不可能である。また、硬化過程では

成形物が比較的軟らかいためゲージの感度が低下して精

度良い測定が困難である。

【０００４】硬化後の内部ひずみの計測については貼付

したひずみゲージの周囲を開放する方法、面外変形を計

測し、数値解析により求める間接的な方法等によつて計

測されている。

【０００５】

【発明が解決しようとする技術】流動状又は液体状の物

質の中にひずみゲージを埋め込んで、硬化過程の内部ひ

ずみ及び硬化後の内部ひずみを直接定量的に計測する。

【０００６】

【問題を解決するための手段】成形時に計測する流動状

又は液体状の物質の中に、ひずみゲージを湾曲すること

なく埋め込むことにより、内部ひずみを直接求める。こ

のため、ひずみゲージのベースを大きくし、その周囲に

図－１のような形状に湾曲したコルゲートを設けてひず

みゲージが湾曲することなく埋め込めるようにした。

【０００７】

【作用】ひずみゲージのベースを大きくし、その周囲に

コルゲートを設けコルゲート溝の深さを変えて任意の位

置で、ひずみゲージが湾曲することなく成形時に埋め込

むことができる。また、硬化途中の比較的軟らかい状態

の成形物でもひずみゲージのベースを大きくしたことに

より、ひずみゲージの感度を低下することなく直接内部

ひずみを求めることができる。

【０００８】

【実用例】コンクリート、プラスチック、ＦＲＰ樹脂の

硬化過程及び硬化後のひずみ計測。

【０００９】

【発明の効果】ひずみゲージで、硬化過程及び硬化後の

内部ひずみの挙動が直接計測できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明のコルゲート付きひずみゲージ

【図２】成形時におけるコルゲート付きひずみゲージを

厚さの１／２の位置に埋め込んだ状況を示した斜視図で

ある。

【図３】ビニルエステル樹脂の硬化過程における内部ひ

ずみの発生状況の計測例である。

【符号の説明】

…ゲージ部

…ゲージベース

…コルゲート

…計測用エナメルリード線

溝の深さ

成形物

コルゲート付きひずみゲージ

厚さ：ｔ

ｔ／２

【図２】
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【図１】 【図３】


